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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月20日(2016.1.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主磁場を発生させる２以上の主磁極部と、
　前記発生した主磁場を調整するための副磁場を発生させる、複数に分割された第１の分
割磁石を有する少なくとも１以上の副磁極部と、
　前記１以上の副磁極部のそれぞれに対応して、前記複数の第１の分割磁石と対向するよ
うに配置された１以上の第１のヨークを含むヨーク部と
　を具備する磁界発生装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の磁性発生装置であって、
　前記２以上の主磁極部は、複数に分割された第２の分割磁石をそれぞれ有し、
　前記ヨーク部は、前記２以上の主磁極部のそれぞれに対応して、前記複数の第２の分割
磁石と対向するように配置された２以上の第２のヨークを含む
　磁界発生装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の磁界発生装置であって、
　前記主磁場の発生位置となる発生部をさらに具備し、
　前記２以上の主磁極部は、前記発生部側にＮ極が配置された第１の主磁極部と、前記発
生部側にＳ極が配置された第２の主磁極部とを有し、
　前記１以上の副磁極部は、前記第１及び前記第２の主磁極部の間の前記第２の主磁極部
の近傍に設置された、前記発生部側にＮ極が配置された第１の副磁極部と、前記第１及び
前記第２の主磁極部の間の前記第１の主磁極部の近傍に設置された、前記発生部側にＳ極
が配置された第２の副磁極部とを有し、
　前記第１のヨークは、前記複数の第１の分割磁石と前記発生部との間に配置され、
　前記第２のヨークは、前記複数の第２の分割磁石と前記発生部との間に配置される
　磁界発生装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の磁界発生装置であって、
　前記発生部は、磁場を発生する側を表面としその反対側を背面とする発生面を有し、
　前記第１の主磁極部は、前記発生面の縁部の背面側に環状に配置され、
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　前記第２の主磁極部は、前記発生面の中央部の背面側に直線状に配置され、
　前記第１の副磁極部は、前記第２の主磁極部を囲むように環状に配置され、
　前記第２の副磁極部は、前記第１の主磁極部の内側に環状に配置される
　磁界発生装置。
【請求項５】
　請求項１から４のうちいずれか１項に記載の磁界発生装置であって、
　前記複数の第１の分割磁石を移動可能なように保持する保持部をさらに具備する
　磁界発生装置。
【請求項６】
　真空チャンバと、
　前記真空チャンバの内部に配置された基板支持部と、
　前記基板支持部に対向して配置されたターゲットと、
　　前記ターゲットの表面に主磁場を発生させる２以上の主磁極部と、
　　前記発生した主磁場を調整するための副磁場を発生させる、複数に分割された第１の
分割磁石を有する少なくとも１以上の副磁極部と、
　　前記１以上の副磁極部のそれぞれに対応して、前記複数の第１の分割磁石と対向する
ように配置された１以上の第１のヨークを含むヨーク部と
　を有する磁界発生部と、
　前記ターゲットに負電位を印加する電位印加部と
　を具備するスパッタリング装置。
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